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应用在拼接镜面中的电容位移传感器的

结构性误差分析及校正
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摘要：分析了子镜运动和电容传感器极板运动之间的理论关系并探讨了电容位移传感器读数的“结构性”误差的处理方

法。基于电容位移传感器的工作原理，对极板为圆形的电容位移传感器提出了采用以位移的测量值和子镜转角为自变

量的多项式拟合的校正方法。计算表明该误差处理和校正方法是简洁可行的。对于转角的拟合只需２阶，同时位移测

量值只需４阶的多项式进行拟合即可使输出位移达到３ｎｍ的精度。进一步分析表明，直接使用位移传感器读数计算极

板转角，并对误差的主动校正控制非常有利于该多项式拟合，可一次性达到优于５ｎｍ的校正误差，完全满足拼接镜面主

动光学工程应用的技术要求。
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１　引　言

　　拼接镜面主动光学技术应用中，每块单元子

镜需要主动调节子镜的状态（一般包括刚体倾斜

和轴向平移（调焦）及面形变化），以改正某种光学

像差或实现某种光学面形。为此，相邻子镜间一

般安装精密位移传感器来检测相邻子镜边缘的高

度差，从而进行反馈控制。如美国１０ｍ 口径

Ｋｅｃｋ望远镜采用了电容位移传感器，南非１０ｍ

口径ＳＡＬＴ望远镜采用了电感位移传感器，也有

的望远镜采用如曲率传感或波前传感等其它位移

检测仪器［１－３］。

本实验拟采用比较成熟的电容位移传感器，

此传感器已被考虑用于ＣＥＬＴ
［４］。单元六边形子

镜由３组位移调节机构实现其主动调焦和倾斜，

并将电容位移传感器安装在子镜边缘进行检测。

由于子镜支撑结构安排的原因，子镜倾斜转动中

心并不位于子镜面中心，从而将使子镜在主动光

学工作调节时，子镜镜面及子镜边缘所安装的电

容位移传感器的动极板发生非纯转动运动，而是

产生倾斜转角的同时产生平动，从而引起传感器

读数的误差，文中称这种由于子镜位移引起的电

容传感器极板姿态变化对其读数的影响为“位移

传感器读数的结构性误差”。

本文首先基于拼接镜面主动光学和刚体运动

学原理，分析子镜支撑结构对电容位移传感器读

数的影响，分析误差来源，并探讨误差处理和校正

方法，根据电容位移传感器的工作原理提出了一

种采用多项式拟合进行误差校正的方法。模拟计

算表明，该误差处理和校正方法是简洁有效和可

行的。

２　子镜支撑结构和拼接镜面主动光

学工作原理

　　 六边形单元子镜的支撑机构初步设计和测

试已完成［５－７］。如图１，经改进，该设计采用了３

组微位移促动器和杠杆机构设计了子镜的微位移

调节系统来实现子镜的主动倾斜和调焦的运动。

子镜通过３个固定支撑及若干加力器件与子镜基

板相连，子镜面形的主动变化由加力器件完成；而

子镜的调焦和倾斜的调节，则是视子镜、子镜支撑

和子镜基板为一整体，通过调整子镜基板的位置

及姿态来完成。子镜基板采用调心球面球轴承和

线性轴承相结合的中心定位和侧支撑的方案，使

得子镜基板和子镜可以实现绕调心轴承的倾斜转

动，同时整体可以实现沿线性轴承的调焦运动。

图１　单元子镜系统

Ｆｉｇ．１　Ｍｉｒｒｏｒｓｅｇｍｅｎｔｓｙｓｔｅｍ

图２　拼接镜面主动光学原理示意图

Ｆｉｇ．２　Ｐｒｉｎｃｉｐｌｅｏｆｓｅｇｍｅｎｔｅｄｍｉｒｒｏｒａｃｔｉｖｅｏｐｔｉｃｓ

参见图２，为了保持或实现拼接镜面的某种

光学面形，在相邻子镜的每对边缘之间一般安装

两套位移传感器来检测相邻子镜边缘的高度差，

进而解算获得各子镜主动位移补偿调节量［３］。在

微位移条件下，各位移传感器犛的值仅与相邻的

两块子镜的位置姿态有关，即仅与相邻两块子镜

的微位移调节机构犘的值有关，即
［３］

犛＝犪１犘１＋犪２犘２＋犪３犘３＋犪４犘４＋犪５犘５＋犪６犘６，（１）

３　电容位移传感器极板运动分析
［７］

　　参见图３，取单块子镜及相关电容位移传感

器为研究对象，并可简化为取位移传感器安装在

子镜边缘中间的情形来分析，视电容位移传感器
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图３　单元子镜面及传感器坐标系示意图
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的固定极板安装在固定支撑上。

图４为图１中单元子镜系统的刚体运动学示

意图。记δ犻 为线位移或其分量；犛 为位移传感

器，犔为其分布圆半径；犘犃、犘犅、犘犆 为位移促动器

机构及其输入位移，狉为其分布圆半径；犆为回转

中心，可见子镜回转中心不在镜面中心，即存在偏

离犱，从而，当子镜倾斜回转时，将诱导电容位移

传感器极板的附加平移，从而每个电容位移传感

器活动极板具有５个运动（仅有３个是独立的），

即，在传感器坐标系狓狊犗狔狊 内的两个平移狓狊，狔狊，

及绕两轴的转动φ狓，φ狔 和法向运动狕狊。其中，有

意义的自由度为狕狊，定义为有效位移，其它４个运

动将作为影响因素影响狕狊的数值，定义为结构性

误差。５个自运动均可由形如（１）式的方程来表

达。

图４　单元子镜系统刚体运动学等效图
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定义犛犻狆＝（狓狊　狔狊　φ狓　φ狔　狕狊）
犻
犘，犻标记各传感

器（犻＝１，２，…，６）；狆标记某位移促动器（犘＝犃，

犅或犆）。

基于小位移的叠加原理，令仅位移促动器犃

工作，即，犘犅＝犘犆＝０，犘犃≠０。

犘犃 是小位移，则由刚体运动学原理，对象运

动瞬心在犗处，则对传感器犛１ 有位移：

　犛
１
犃＝（狓狊　狔狊　φ狓　φ狔　狕狊）

１
犃＝

２犱
３狉
　０　０　

２

３狉
　
２犔＋狉
３（ ）狉

犘犃， （２）

可见，由于犱和犲不可能同时为０，故传感器

犛水平平移δ犎（即狓狊）和３个位移促动器位移输

出触点水平位移δ犃犅犆
犎 不能同时为０，其数值与结

构尺寸狉、犱及犲相关，当犱＝０时，即子镜系统回

转中心在镜面中心，则δ犎＝０；而不过中心时，即

犱≠０，则δ犎 存在数值。两个转角φ狓，φ狔 虽与犱

无关，但它们对位移传感器读数始终存在影响。

可见，电容位移传感器极板平动位移和位移

促动器机构输入值犘犃 属同量级，均为小位移，可

采取使得电容位移传感器极板工作面积富有毫米

级裕量的方法，以保证极板不因平动位移而超出

有效工作面积。又位移传感器读数δ犞（即狕狊）仅

与位移传感器及位移促动器安装尺寸犔和狉相

关，故回转中心不在镜面中心及平动位移对电容

位移传感器读数没有影响，这给镜室结构设计带

来方便。于是，犛犻犘 可简化为犛
犻
犘＝（φ狓　φ狔　狕狊）

犻
犘。

以上分析虽是基于初始零位时发生位移的状

态下进行的，但同样适用于非零位（即镜面初始存

在倾斜）时发生位移的情况。但是，由于不同状态

下，对于矩形极板电容位移传感器存在不同倾斜，

由此造成的读数误差是存在的，且不一致，使得分

析、计算和校正较为复杂和困难。对于极板为圆

形的电容位移传感器，以上问题将简单得多，即所

有传感器动极板将具有同一倾角，且就是子镜的

倾角，只是相对方位不同，但对于圆形极板电容位

移传感器，这不影响其读数。

为此，下文仅考虑对极板为圆形的且留有足

够裕量的电容传感器进行以上结构性误差的校正

方法探讨和模拟。

４　 电容位移传感器读数误差分

析［８－１１，１２］

４．１　电容位移传感器原理

如图５，犚为电容位移传感器有效极板半径，

记犃为其面积；犱０ 为极板间距，φ为极板相对倾

角。

理想情况下，当φ＝０时，电容值为
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图５　电容位移传感器示意图
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犆＝ε
犃
犱０
＝ε
π犚

２

犱０
， （３）

式中，ε为介质介电常数。

当φ≠０时，电容值为

犆＝εｃｏｓφ∫
犚

０∫
２π

０

狉ｄ狉ｄθ
犱０－狉ｃｏｓθｓｉｎφ

， （４）

式中，狉为电容传感器圆形极板上的半径积分变

量，θ为极板上的方位角积分变量。

４．２　极板倾角对精度的影响

对于电容器自身的处理电路来说，并不计及

倾角的影响，直接采用式（３）计算被测距离，相对

于式（４）解出的距离有一定的误差。

４．２．１　倾角影响的绝对误差

图６　绝对误差趋势模拟

Ｆｉｇ．６　Ｔｅｎｄｅｎｃｙｏｆａｂｓｏｌｕｔｅｅｒｒｏｒ

　　 对于子镜主动位移调节要求子镜平移范围２

ｍｍ，由于电容位移传感器设计时存在初始间距１

ｍｍ，故取１ｍｍ＜犱０＜３ｍｍ，并可知最大倾角

φｍａｘ≈２０′。对式（４）采取数值积分模拟可得如图

６的误差趋势分布，最大达７００ｎｍ，远远超出拼

接镜面主动光学应用的技术要求（３０ｎｍ－

ＲＭＳ）。

可采取循环迭代的方法进行校正，但显然需

要较多迭代计算和执行时间。鉴于图６所示的变

化趋势，考虑采用对式（４）进行曲面拟合的方法，

且采用多项式拟合。

４．２．２　倾角影响的相对误差

计算 （犱犿－犱０）／犱０ 的变化趋势如图７所示。

其中犱犿 为测量值，犱０ 为实际值。由计算结果可

知，相对误差比较小，不到１０－３，这对于计算镜面

的倾角，并用于对传感器的误差拟合非常有利，可

以拟合出很小的误差值。从而也对误差的主动校

正控制非常有利。

图７　相对误差趋势模拟

Ｆｉｇ．７　Ｔｅｎｄｅｎｃｙｏｆｒｅｌａｔｉｖｅｅｒｒｏｒ

５　误差校正和模拟

５．１　测量值与实际值之间的拟合

在某一特定倾角φ时，可定义犱０ 为犱犿 的函
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数，即犱０＝犱（犱犿），并用多项式表示为

犱０ ＝∑犪犻犱
犻
犿 ＝犪０＋犪１犱犿＋犪２犱

２
犿 ＋犪３犱

３
犿 ＋… ，

（５）

而在不同倾角φ下，上式中系数是不同的，故

定义系数犪犻为φ的函数，即犪犻＝犪犻（φ），并也用多

项式表示，有

犱０ ＝∑犪犻（φ）犱
犻
犿 ＝犪０（φ）＋犪１（φ）犱犿＋

犪２（φ）犱
２
犿 ＋犪３（φ）犱

３
犿 ＋… ， （６）

式中，犪犻＝犪犻（φ）＝∑犽犼犻φ
犻
＝

犽０犻＋犽１犻φ＋犽２犻φ
２
＋犽３犻φ

３
＋… ， （７）

如取３×３阶，则可写成

犱０＝｛Φ｝
犜［犓］｛犇犿｝＝

（１　φ　φ
２
　φ

３）

犽００ 犽０１ 犽０２ 犽０３

犽１０ 犽１１ 犽１２ 犽１３

犽２０ 犽２１ 犽２２ 犽２３

犽３０ 犽３１ 犽３２ 犽

熿

燀

燄

燅３３

１

犱犿

犱２犿

犱３

烅

烄

烆

烍

烌

烎犿

， （８）

式中犓为常矩阵。

对（８）式采用不同阶数进行模拟。由计算可

知，采用２×２阶多项式（犓为３×３方阵）拟合时，

位移残差＜４０ｎｍ（图８）；采用３×３阶多项式时，

位移残差可＜１０ｎｍ；采用４×４阶多项式时，位

移残差＜２．５ｎｍ；而采用２×４阶多项式（此时犓

为３×５矩阵）拟合时，如图９所示，位移残差＜

图８　２×２阶多项式拟合残差＜４０ｎｍ

Ｆｉｇ．６　Ｆｉｔｔｅｄｗｉｔｈ２×２ｏｒｄｅｒｐｏｌｙｎｏｍｉａｌ（ｒｅｓｉｄｕａｌ

ｅｒｒｏｒ＜４０ｎｍ）

２．５ｎｍ，即对于角度的拟合只需２阶即可达到２．

５ｎｍ的精度，而同时测量值与实际值之间需要４

阶拟合。

图９　２×４阶多项式拟合残差＜２．５ｎｍ

Ｆｉｇ．９　Ｆｉｔｔｅｄｗｉｔｈ２×４ｏｒｄｅｒｐｏｌｙｎｏｍｉａｌ（ｒｅｓｉｄｕａｌ

ｅｒｒｏｒ＜２．５ｎｍ）

５．２　倾角角度计算误差影响的分析

对于某一组给定的位移调节量，子镜及电容

位移传感器动极板可对应于某一特定倾角，记为

φ＝φ（犘犃，犘犅，犘犆）＝

２［（犘犃－犘犅）
２＋（犘犅－犘犆）

２＋（犘犆－犘犃）槡
２］

３狉
，

（９）

式中符号意义同上文。实际应用过程中，拟合的

倾角φ是由位移传感器的读数按式（９）计算的，由

以上分析知，位移的相对误差不超过１０－３，因此，

角度相对误差也不超过１０－３（图３和图４中，狉比

犘犻至少大两个数量级）。计算可知，直接使用位

移传感器读数计算倾角，再将倾角直接用于对传

感器的倾斜补偿，不需迭代即可达到＜５ｎｍ的误

差，完全满足拼接镜面主动光学工作的技术要求。

６　结　论

　　 由以上拼接镜面主动光学中存在的电容传
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感器读数的结构性误差产生根源和处理方法的分

析讨论可知，子镜回转中心不在镜面中心可引起

电容位移传感器动极板的平动，这可以简单地采

用保留足够的电容传感器极板有效工作面积来消

除对其正确读数的影响；而子镜转动的本身引起

的电容位移传感器动极板的转动对其读数始终存

在影响。对于极板为圆形的电容位移传感器，有

鉴于同一子镜上所有传感器的动极板具有同子镜

一致的倾角这一有利事实，考虑了采用以位移的

测量值和子镜的倾角为自变量的多项式来拟合其

读数的校正方法。分析模拟表明，该多项式拟合

方法简洁高效，拟合方程的系数矩阵只需５行×３

列即可达到３ｎｍ的精度；且直接使用位移传感

器读数计算倾角，再将倾角用于对传感器极板的

倾斜拟合校正，不必迭代，即能达到＜５ｎｍ的误

差校正精度，完全满足拼接镜面主动光学技术的

应用要求，且非常有利于误差的主动校正控制，这

种误差处理和读数拟合校正的思想对于其它应用

工程中的类似问题有着借鉴意义。
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空间用碳化硅反射镜的设计制造与测试

张剑寒，张宇民，韩杰才，赫晓东，姚　旺

（哈尔滨工业大学 复合材料与结构研究所，黑龙江 哈尔滨１５０００１）

摘要：碳化硅由于其优异的机械性能和热物理性能而成为颇具吸引力的反射镜材料。采用反应烧结碳化硅（ＲＢ－ＳｉＣ）

材料制备了空间用反射镜体，用化学气相沉积（ＣＶＤ）工艺在镜体镜面沉积一层致密的碳化硅薄膜，反射镜采用蜂窝状背

面开放式轻量化结构。对直径为２５０ｍｍ反射镜的组织、性能做了一系列研究测试。结果表明：反射镜体为Ｓｉ／ＳｉＣ两相

组织，薄膜为单相ＳｉＣ，反射镜的机械、热性能优异，薄膜与基体结合强度为３４５．５ＭＰａ，研磨后镜面表面粗糙度达到

１．４８７ｎｍｒｍｓ。采用本文工艺方法有能力制备米级直径的空间用碳化硅反射镜。

关　键　词：空间用反射镜；反应烧结；化学气相沉积；碳化硅；光学加工；光学检验
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１　引　言

　　随着前苏联第一颗人造卫星的成功发射，人

类跨入了航天时代。世界各强国不断投入大量人

力、物力和财力进行航天探索，航天技术成为一个

国家综合国力和科学技术发展的重要标志。空间

光学系统作为空间飞行器的“眼睛”具有极其重要


